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   Ａ６１Ｂ   3/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   3/12     (2006.01)
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   Ｇ０２Ｂ  21/24     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月31日(2012.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被測定物体に向かう信号光路を経由した前
記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系と
、
　前記干渉光の検出結果に基づいて前記被測定物体の画像を形成する画像形成手段と、
　を有する光画像計測装置であって、
　前記光源からの光の光路、前記信号光路、前記参照光路及び前記干渉光の光路のうちの
少なくとも１つの対象光路にそれぞれ設けられ、当該対象光路を進行する対象光を遮蔽可
能な光アッテネータを備え、
　前記光アッテネータは、
　ステッピングモータと、
　前記対象光の断面における光量分布に応じた形状のカム面を有し、かつ、前記ステッピ
ングモータにより回転されるカムと、
　前記カム面に当接する当接部と、前記当接部から所定距離だけ離れて設けられた回転軸
と、前記回転軸から所定距離だけ離れて設けられ、前記対象光を第１の方向から遮蔽可能
な第１の遮蔽部とを含む遮蔽機構と、
　前記第１の方向とは異なる第２の方向から前記対象光を遮蔽可能な第２の遮蔽部と、
　を備え、
　前記ステッピングモータによる前記カムの回転に対応して、
　前記当接部は、当該カムの回転に伴う前記カム面の変位に追従して移動し、
　前記遮蔽機構は、当該当接部の移動とともに前記回転軸を中心に回転し、
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　前記第１の遮蔽部は、当該遮蔽機構の回転とともに前記第１の方向に移動して前記対象
光の遮蔽領域を変更し、
　前記光学系は、前記第１の遮蔽部及び前記第２の遮蔽部によって一部が遮蔽された前記
対象光に基づく前記干渉光を検出し、
　前記画像形成手段は、該干渉光の検出結果に基づいて前記被測定物体の画像を形成する
、
　ことを特徴とする光画像計測装置。
【請求項２】
　前記カム面は、前記光量分布としてのガウス分布に基づいて、かつ、前記第１の遮蔽部
による前記対象光の遮蔽領域の増大とともに、前記ステッピングモータの単位回転量に対
応する前記第１の遮蔽部の前記第１の方向への移動量が小さくなるように、形成されてい
る、
　ことを特徴とする請求項１に記載の光画像計測装置。
【請求項３】
　前記光アッテネータは、前記第２の遮蔽部を移動させて前記対象光の遮蔽領域を変更さ
せる駆動機構を備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の光画像計測装置。
【請求項４】
　前記第１の遮蔽部の先端の辺は、前記回転軸を中心とする前記遮蔽機構の回転方向に対
する径方向に沿って略直線状に形成され、
　前記第２の遮蔽部の先端の辺は、前記第１の遮蔽部の前記辺が前記対象光を遮蔽する位
置に配置された状態において前記径方向に対して斜交する略直線状に形成され、
　前記駆動機構は、当該径方向に略直交する方向に前記第２の遮蔽部を移動させて前記対
象光の遮蔽領域を変更する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の光画像計測装置。
【請求項５】
　前記第２の遮蔽部は、前記対象光の断面の中央領域のみを遮蔽する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の光画像計測装置。
【請求項６】
　前記第１の遮蔽部及び／又は前記第２の遮蔽部は、前記対象光の断面に対して傾斜して
配置される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の光画像計測装置。
【請求項７】
　光ビームを遮蔽可能な光アッテネータであって、
　ステッピングモータと、
　前記光ビームの断面における光量分布に応じた形状のカム面を有し、かつ、前記ステッ
ピングモータにより回転されるカムと、
　前記カム面に当接する当接部と、前記当接部から所定距離だけ離れて設けられた回転軸
と、前記回転軸から所定距離だけ離れて設けられ、前記光ビームを第１の方向から遮蔽可
能な第１の遮蔽部とを含む遮蔽機構と、
　前記第１の方向とは異なる第２の方向から前記光ビームを遮蔽可能な第２の遮蔽部と、
　を備え、
　前記ステッピングモータによる前記カムの回転に対応して、
　前記当接部は、当該カムの回転に伴う前記カム面の変位に追従して移動し、
　前記遮蔽機構は、当該当接部の移動とともに前記回転軸を中心に回転し、
　前記第１の遮蔽部は、当該遮蔽機構の回転とともに前記第１の方向に移動して前記光ビ
ームの遮蔽領域を変更する、
　ことを特徴とする光アッテネータ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、光源からの光を信号光と参照光
とに分割し、被測定物体に向かう信号光路を経由した前記信号光と参照光路を経由した参
照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系と、前記干渉光の検出結果に基づい
て前記被測定物体の画像を形成する画像形成手段と、を有する光画像計測装置であって、
前記光源からの光の光路、前記信号光路、前記参照光路及び前記干渉光の光路のうちの少
なくとも１つの対象光路にそれぞれ設けられ、当該対象光路を進行する対象光を遮蔽可能
な光アッテネータを備え、前記光アッテネータは、ステッピングモータと、前記対象光の
断面における光量分布に応じた形状のカム面を有し、かつ、前記ステッピングモータによ
り回転されるカムと、前記カム面に当接する当接部と、前記当接部から所定距離だけ離れ
て設けられた回転軸と、前記回転軸から所定距離だけ離れて設けられ、前記対象光を第１
の方向から遮蔽可能な第１の遮蔽部とを含む遮蔽機構と、前記第１の方向とは異なる第２
の方向から前記対象光を遮蔽可能な第２の遮蔽部と、を備え、前記ステッピングモータに
よる前記カムの回転に対応して、前記当接部は、当該カムの回転に伴う前記カム面の変位
に追従して移動し、前記遮蔽機構は、当該当接部の移動とともに前記回転軸を中心に回転
し、前記第１の遮蔽部は、当該遮蔽機構の回転とともに前記第１の方向に移動して前記対
象光の遮蔽領域を変更し、前記光学系は、前記第１の遮蔽部及び前記第２の遮蔽部によっ
て一部が遮蔽された前記対象光に基づく前記干渉光を検出し、前記画像形成手段は、該干
渉光の検出結果に基づいて前記被測定物体の画像を形成する、ことを特徴とする。
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の光画像計測装置であって、前記カム
面は、前記光量分布としてのガウス分布に基づいて、かつ、前記第１の遮蔽部による前記
対象光の遮蔽領域の増大とともに、前記ステッピングモータの単位回転量に対応する前記
第１の遮蔽部の前記第１の方向への移動量が小さくなるように、形成されている、ことを
特徴とする。
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の光画像計測装置であって、前記光ア
ッテネータは、前記第２の遮蔽部を移動させて前記対象光の遮蔽領域を変更させる駆動機
構を備える、ことを特徴とする。
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の光画像計測装置であって、前記第１
の遮蔽部の先端の辺は、前記回転軸を中心とする前記遮蔽機構の回転方向に対する径方向
に沿って略直線状に形成され、前記第２の遮蔽部の先端の辺は、前記第１の遮蔽部の前記
辺が前記対象光を遮蔽する位置に配置された状態において前記径方向に対して斜交する略
直線状に形成され、前記駆動機構は、当該径方向に略直交する方向に前記第２の遮蔽部を
移動させて前記対象光の遮蔽領域を変更する、ことを特徴とする。
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の光画像計測装置であって、前記第２
の遮蔽部は、前記対象光の断面の中央領域のみを遮蔽する、ことを特徴とする。
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の光画像計測装置であって、前記第１
の遮蔽部及び／又は前記第２の遮蔽部は、前記対象光の断面に対して傾斜して配置される
、ことを特徴とする。
　また、請求項７に記載の発明は、光ビームを遮蔽可能な光アッテネータであって、ステ
ッピングモータと、前記光ビームの断面における光量分布に応じた形状のカム面を有し、
かつ、前記ステッピングモータにより回転されるカムと、前記カム面に当接する当接部と
、前記当接部から所定距離だけ離れて設けられた回転軸と、前記回転軸から所定距離だけ
離れて設けられ、前記光ビームを第１の方向から遮蔽可能な第１の遮蔽部とを含む遮蔽機
構と、前記第１の方向とは異なる第２の方向から前記光ビームを遮蔽可能な第２の遮蔽部
と、を備え、前記ステッピングモータによる前記カムの回転に対応して、前記当接部は、
当該カムの回転に伴う前記カム面の変位に追従して移動し、前記遮蔽機構は、当該当接部
の移動とともに前記回転軸を中心に回転し、前記第１の遮蔽部は、当該遮蔽機構の回転と
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ともに前記第１の方向に移動して前記光ビームの遮蔽領域を変更する、ことを特徴とする
。
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